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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月23日(2013.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面部を有する基材と、
　前記平面部上に形成され、金属で形成された表面を有し、標的物質が配置される回折格
子と、を含み、
　前記回折格子は、第１の方向に１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下の周期で周期的に配列
されている複数の第１の突起と、隣り合う２つの第１の突起の間に位置して前記基材の下
地を構成する複数の下地部分と、前記複数の第１の突起の上面に形成されている複数の第
２の突起と、前記複数の下地部分に形成されている複数の第３の突起と、を含むこと、
　を特徴とするセンサーチップ。
【請求項２】
　前記複数の第１の突起は、前記第１の方向に交差し前記平面部に平行な第２の方向に周
期的に配列されている、請求項１に記載のセンサーチップ。
【請求項３】
　前記複数の第２の突起及び前記複数の第３の突起は、前記平面部に平行な第３の方向に
周期的に配列されている、請求項１または２に記載のセンサーチップ
【請求項４】
　前記複数の第２の突起及び前記複数の第３の突起は、前記第３の方向に交差し前記平面
部に平行な第４の方向に周期的に配列されている、請求項３に記載のセンサーチップ。
【請求項５】
　前記複数の第２の突起及び前記複数の第３の突起は、微粒子からなる、請求項１乃至４
のいずれか一項に記載のセンサーチップ。
【請求項６】
　前記回折格子の前記表面を構成する金属は、金または銀である、請求項１乃至５のいず
れか一項に記載のセンサーチップ。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のセンサーチップと、
　前記標的物質を前記センサーチップの表面に搬送する搬送部と、
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　前記センサーチップを載置する載置部と、
　前記センサーチップ、前記搬送部及び前記載置部を収容する筐体と、
　前記筐体の前記センサーチップの表面と対向する位置に設けられた照射窓と、
　を含む、センサーカートリッジ。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のセンサーチップと、
　前記センサーチップに光を照射する光源と、
　前記センサーチップによって得られた光を検出する光検出器と、
　を含む、分析装置。
【請求項９】
　平面部を有する基材と、
　金属で形成された表面を有し、標的物質が配置される回折格子と、を含み、
　前記回折格子は、１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下の周期で複数の第１の凸形状が周期
的に配列されている第１の凹凸形状と、前記複数の第１の凸形状に前記第１の凹凸形状の
周期よりも短い周期で複数の第２の凸形状が周期的に配列されている第２の凹凸形状と、
隣り合う２つの第１の凸形状の間に位置する下地部分にて前記第１の凹凸形状の周期より
も短い周期で複数の第３の凸形状が周期的に配列されている第３の凹凸形状とが重畳する
ことにより前記平面部に形成された合成パターンを有すること、
　を特徴とするセンサーチップ。
【請求項１０】
　前記複数の第１の凸形状は、前記平面部に平行な第１の方向に周期的に配列されている
とともに、前記第１の方向に交差して前記平面部に平行な第２の方向に周期的に配列され
ている、請求項９に記載のセンサーチップ。
【請求項１１】
　前記複数の第２の凸形状及び前記複数の第３の凸形状は、前記平面部に平行な第３の方
向に周期的に配列されている、請求項９または１０に記載のセンサーチップ
【請求項１２】
　前記複数の第２の凸形状及び前記複数の第３の凸形状は、前記第３の方向に交差して前
記平面部に平行な第４の方向に周期的に配列されている、請求項１１に記載のセンサーチ
ップ。
【請求項１３】
　前記複数の第２の凸形状及び前記複数の第３の凸形状は、微粒子からなる、請求項９乃
至１２のいずれか一項に記載のセンサーチップ。
【請求項１４】
　前記回折格子の前記表面を構成する金属は、金または銀である、請求項９乃至１３のい
ずれか一項に記載のセンサーチップ。
【請求項１５】
　請求項９乃至１４のいずれか一項に記載のセンサーチップと、
　前記標的物質を前記センサーチップの表面に搬送する搬送部と、
　前記センサーチップを載置する載置部と、
　前記センサーチップ、前記搬送部及び前記載置部を収容する筐体と、
　前記筐体の前記センサーチップの表面と対向する位置に設けられた照射窓と、
　を含む、センサーカートリッジ。
【請求項１６】
　請求項９乃至１４のいずれか一項に記載のセンサーチップと、
　前記センサーチップに光を照射する光源と、
　前記センサーチップによって得られた光を検出する光検出器と、
　を含む、分析装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明にかかるひとつのセンサーチップは、平面部を有す
る基材と、前記平面部上に形成され、金属で形成された表面を有し、標的物質が配置され
る回折格子と、を含み、前記回折格子は、第１の方向に１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下
の周期で周期的に配列されている複数の第１の突起と、隣り合う２つの第１の突起の間に
位置して前記基材の下地を構成する複数の下地部分と、前記複数の第１の突起の上面に形
成されている複数の第２の突起と、前記複数の下地部分に形成されている複数の第３の突
起と、を含むこと、を特徴とする。
　上記の課題を解決するため、本発明にかかるひとつのセンサーチップは、平面部を有す
る基材と、金属で形成された表面を有し、標的物質が配置される回折格子と、を含み、前
記回折格子は、１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下の周期で複数の第１の凸形状が周期的に
配列されている第１の凹凸形状と、前記複数の第１の凸形状に前記第１の凹凸形状の周期
よりも短い周期で複数の第２の凸形状が周期的に配列されている第２の凹凸形状と、隣り
合う２つの第１の凸形状の間に位置する下地部分にて前記第１の凹凸形状の周期よりも短
い周期で複数の第３の凸形状が周期的に配列されている第３の凹凸形状とが重畳すること
により前記平面部に形成された合成パターンを有すること、を特徴とする。
　上記の課題を解決するため、本発明のセンサーチップは、金属を含む基材に形成された
回折格子に標的物質を配置し、表面プラズモン共鳴及び表面増強ラマン散乱を利用して、
前記標的物質を検出するためのセンサーチップであって、前記回折格子は、前記基材の平
面部の上に形成され、前記平面部を垂直に切断する方向の断面形状が矩形の凸形状であり
、前記基材の平面内に平行な第１の方向に光の波長よりも短い周期で配列される金属を含
む第１の突起の群と、前記第１の突起の群において、隣り合う２つの第１の突起の間に位
置する前記基材の下地部分の群と、前記第１の突起の群において、各々の前記第１の突起
の上面に形成される金属を含む複数の第２の突起の群と、前記下地部分の群において、各
々の前記下地部分に形成される金属を含む複数の第３の突起の群と、を有することを特徴
とする。
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